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Abstract (en)
The present invention relates to a source of vapours and of ions, comprising, in a low pressure chamber, an anode (M), a cathode (K) and means
of applying a magnetic field (A). The cathode (K) consists of an equipotential cavity (10) provided with an orifice (11). A magnetic field (B) at right
angles to the plane of the orifice is applied at the level of the latter. The material to be ionised (15) is disposed in the cathode cavity.

Abstract (fr)
La présente invention concerne une source de vapeurs et d'ions comprenant dans une enceinte a basse pression une anode (M), une cathode (K)
et des moyens d'application d'un champ magnétique (A). La cathode (K) est constituée d'une cavité équipotentielle (10) munie d'une ouverture (11).
Un champ magnétique (B) orthogonal au plan de I'ouverture est appliqué au niveau de celle-ci. Le matériau a ioniser (15) est disposé dans la cavité
de cathode.
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